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表紙の絵
メッシュ電極を用いた容量結合型の溶液混合大気圧グロー放電ヘリウムプラズマ生成の様子．溶液としては流動パラフィンを用いてお
り，投入高周波電力が 9W程度で，溶液が混合しても安定な大気圧グロー放電プラズマの生成ができる．この新しいプラズマ源は，気相と
液相の界面におけるプラズマ挙動の解明とともに，溶液を必要とするDNA等を用いた新規ナノ物質創製に大きく寄与する．（p.417 Devel-
opment of a Plasma Source Using Atmospheric-Pressure Glow Discharge in Contact with Solution, K. Hirai 他）
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